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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Необходимость  овладения  студентами  научными  основами  технологического1.
проектирования и управления технологическими процессами и оборудованием.

Формирование навыков рационального подхода к расчету и конструированию приборов2.
фотоники, голографии, интегральной и волоконной оптики с учетом специфики технологического
процесса изготовления деталей, узлов и приборов.

Овладение навыками выбора необходимого оборудования и способа контроля параметров3.
устройства, а также умениями проводить научные исследования и эксперименты с обработкой и
анализом полученных результатов.

1.2. Задачи дисциплины

Студент должен уметь разрабатывать фотонное устройство на основе элементной базы,1.
выбирать  необходимое  оборудование  для  технологии  его  изготовления  и  способ  контроля
параметров устройства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: ФТД. Факультативные дисциплины.
Индекс дисциплины: ФТД.В.01.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПКР-3. Способен
разрабатывать
фотонное устройство
на основе элементной
базы, выбирать
необходимое
оборудование и способ
контроля параметров
устройства

ПКР-3.1. Формирует задачи для выявления принципов и путей создания
новых оптических и оптико-электронных приборов и комплексов.
ПКР-3.2. Умеет проводить подбор оборудования и комплектующих,
необходимых для проведения исследований.
ПКР-3.3. Разрабатывает методики исследований.
ПКР-3.4. Проводит исследования.
ПКР-3.5. Умеет осуществлять обработку и анализ результата
исследований.
ПКР-3.6. Умеет составлять отчёт о проведённых исследований.

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
1 семестр

1 Получение материалов для приборов фотоники, голографии, интегральной и волоконной
оптики
2 Основы кинетики технологических процессов
3 Межфазные взаимодействия в технологических процессах
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4 Вакуумная технология
5 Специальные вопросы плазменной технологии приборов фотоники, голографии, интегральной
и волоконной оптики
6 Специальные вопросы технологии изготовления приборов и устройств
7 Процесс эпитаксиального выращивания структур для приборов фотоники, голографии,
интегральной и волоконной оптики
8 Методика анализа поверхности и контроль качества эпитаксиальных слоев
9 Сервисное обслуживание установок эпитаксии


